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委員会活動経緯（2009年）

• 4月13日：JRSC（日本地区スタンダード委員会）に
よる「日本地区PV技術委員会」新設支持が可決

• 4月23日：日本地区PV技術委員会キックオフ会議

• 5月12日：Start Up Forum第１回会議

• 5月末：ISC（国際スタンダード委員会）による日本
地区PV技術委員会承認

• 6月9日： Start Up Forum第2回会議

• 6月26日：第2回日本地区PV技術委員会会議
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日本地区PV技術委員会 組織図

日本地区スタンダード委員会

PV委員会
高塚 汎 (三菱重工業)

鹿島一日兒(コバレントマテリアル)
浅川輝雄(東京エレクトロン)

PV Equipment Interface Specification 
(PV-EIS) Task Force

坂本 見恒 (東京エレクトロン)

Start Up Forum
材料・計測方法分科会
搬送分科会
安全ガイドライン分科会
データ制御分科会

第1回会議：4月23日

正式承認：5月末

第2回会議：6月26日
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International SEMI Standards Staff
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SEMI Standards Event Calendar 2009
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SEMI StandardSEMI Standardss Development Development CycleCycle

Technology Trends
Suppliers / Users

INDUSTRY NEEDSINDUSTRY NEEDS

Idea to
TC

Drafting
(at TF)

Global TC 
Consensus

Procedural
Review

Used/Implemented

Drafting SNARFDrafting SNARF Need to be Need to be 
approved by approved by 

TCTC

Balloting

Need to be cast Need to be cast 
to Global TCto Global TC

Voted GloballyVoted Globally

ReRe--working &working &
ReRe--ballotingballoting

Revision ActivityRevision Activity

Yes

No

Published

WG / TF

Procedures <General>



2009/8/1 Event, Venue information12

2009年5月実施 手続審査結果
A&R Ballot Review Report
Result of Cycle 7, 2008 and Cycle 1-2, 2009

0
(0)

0
(0)

0
(0)AUX

0
(0)

0
(0)

0
(0)

Prelim
inary

新規：
4557 (PV2-0709): Guide For PV 
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Interfaces (PVECI)
4403 (D53-0709): Specification for 
Substrate Management of FPD 
Production (SMS-FPD)
4690 (D51-0709): New Related 
Information to SEMI D51-0308: 
Specification for Handshake 
Method of Single Substrate for 
Handling Off/On Tool in FPD 
Production
4466B (E152-0709): Mechanical 
Specification of EUV Pod for 150 
mm EUVL Reticles

撤回：
4643 (T1-95): Specification for 
Back Surface Bar Code Marking of 
Silicon Wafers

30
(0)

19
(8)

30
(0)

19
(8)

41
(0)

51
(10)TB

World
-Wide
(JP)

Line 
item

Line 
item

Line 
item

Full
Doc.

Full
Doc.

Full
Doc.

Committee
Reviewed

Notes

A&R SC 
Approved

Committee 
Passed
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英語版/日本語版スタンダード集
アップデート付CD新規オーダーは6月末迄！
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Global PV Committeeメンバー（登録
者）の業界セクター別データ報告

Microsoft Office 
Excel ワークシート

規約改訂に伴う、
STDメンバーシップ

登録のお願い
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Thank you!
Any Question?
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Backup
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SEMIViews

• SEMIViewsの概要
– インターネット上で規格（単独/複数）をカスタマイズ利用

• ユーザー名とパスワードを用いて随時アクセス

• 閲覧・PDFダウンロード・検索・クロスレファレンス・リンケージ・脚注

付記などが可能

• 年間ライセンス方式

• ユーザー数毎の価格設定

– マルチ言語対応可能
• 従来は言語別（英語版/日本語版）の出版

• SEMIViewsでは言語を問わず規格毎の利用

– 英語（オリジナル規格）+日本語訳+中国語（繁体字）訳（但し安全分野

のみ）
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SEMIViews Features

• Phase 1:
– Quickly access the Standards to use most often
– Powerful Search within a single Standard, groups 

of Standards, or all Standards 
– Create, review, and edit notes and attach them to 

specific Standards content 
– Create cross-reference links between Standards 
– Assemble your own “collections” of Standards to 

work with 
– Multilingual capability, where available

• English/Japanese/Traditional Chinese (Safety Vol.)

– Automatic updates when revised

SEMIViewsについて

SV Price
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SEMIViews Future Features

• Potentials:
– Collaboration on Standards documents
– Version comparisons
– Online courses and videos
– “Side by Side” English and Translated ver.
– Multilingual Screens

SEMIViewsについて
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My Documents/Table of Contents: 
Fast access to needed Standards; Attach and edit notes

SEMIViews画面例
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Easy Access to PDFs: 
View/print Standards in original format (PDF); Multiple local languages 

SEMIViews画面例
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Side-by-Side Documents:
View documents side-by-side; Link documents to each other 

SEMIViews画面例
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Search Capabilities:
Search within a single Standard, groups of Standards, or all Standards

SEMIViews画面例



2009/8/1 Event, Venue information24

• よく使われている規格のトップ10

データ収集管理の仕様製造装置ｿﾌﾄｳｪｱE134710

装置性能トラッキング（EPT）のための仕様製造装置ｿﾌﾄｳｪｱE116710

コントロールジョブ管理（CJM）の仕様製造装置ｿﾌﾄｳｪｱE9489

半導体製造装置通信スタンダード1 メッセージトランスファ（SECS-I）製造装置ｿﾌﾄｳｪｱE489

装置自己記述（EqSD）の仕様製造装置ｿﾌﾄｳｪｱE12589

共通装置モデル（CEM）の仕様製造装置ｿﾌﾄｳｪｱE12089

半導体製造装置の信頼性，有用性，整備性の定義と測定のための仕様製造装置ﾊｰﾄﾞｳｪｱE1089

プロセス管理スタンダード製造装置ｿﾌﾄｳｪｱE4098

装置クライアントの認証（Authentication）および権限付与（Authorization）のための仕様製造装置ｿﾌﾄｳｪｱE13298

キャリア管理（CMS）のための仕様製造装置ｿﾌﾄｳｪｱE87137

高速SECS メッセージサービス（HSMS）汎用サービス製造装置ｿﾌﾄｳｪｱE37137

リスクアセスメントおよびリスク評価のための安全ガイドライン安全ガイドラインS10146

エンハンストキャリア移載パラレルI/O インタフェースの仕様
製造装置ｿﾌﾄｳｪｱ
製造装置ﾊｰﾄﾞｳｪｱ

E84155

半導体製造装置通信スタンダード2 メッセージ内容（SECS-II）製造装置ｿﾌﾄｳｪｱE5164

製造装置の通信およびコントロールのための包括的モデル（GEM）製造装置ｿﾌﾄｳｪｱE30183

半導体製造装置の人間工学エンジニアリングに対する安全ガイドライン安全ガイドラインS8272

半導体製造装置の環境，健康，安全に関するガイドライン安全ガイドラインS2451

Standard NameCategoryStd. #Qty.Rank.

データ収集管理の仕様製造装置ｿﾌﾄｳｪｱE134710

装置性能トラッキング（EPT）のための仕様製造装置ｿﾌﾄｳｪｱE116710
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共通装置モデル（CEM）の仕様製造装置ｿﾌﾄｳｪｱE12089

半導体製造装置の信頼性，有用性，整備性の定義と測定のための仕様製造装置ﾊｰﾄﾞｳｪｱE1089

プロセス管理スタンダード製造装置ｿﾌﾄｳｪｱE4098

装置クライアントの認証（Authentication）および権限付与（Authorization）のための仕様製造装置ｿﾌﾄｳｪｱE13298

キャリア管理（CMS）のための仕様製造装置ｿﾌﾄｳｪｱE87137

高速SECS メッセージサービス（HSMS）汎用サービス製造装置ｿﾌﾄｳｪｱE37137

リスクアセスメントおよびリスク評価のための安全ガイドライン安全ガイドラインS10146

エンハンストキャリア移載パラレルI/O インタフェースの仕様
製造装置ｿﾌﾄｳｪｱ
製造装置ﾊｰﾄﾞｳｪｱ
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半導体製造装置通信スタンダード2 メッセージ内容（SECS-II）製造装置ｿﾌﾄｳｪｱE5164

製造装置の通信およびコントロールのための包括的モデル（GEM）製造装置ｿﾌﾄｳｪｱE30183
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Standard NameCategoryStd. #Qty.Rank.

SEMIスタンダードの例
「日本地区満足度調査（08年3月実施）」結果より


